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調べることを目的とし，オージェ電子分光法 (AES) とイオン散乱分光法 (1 S S) との複合分析法
の開発，表面分析用の標準試料である Au-Cu 合金の照射誘起表面偏析の確認、，プラズモンロスやイオ
ン誘起オージェ電子が評価信号として得られる Mg-Al 合金表面の分析， AES定量補正を必要としな
い新たな標準試料 Co-Ni 合金の表面分析，そしてコンピュータシミュレーションによる Cu-Ni 合金
表面の照射による動的組成変化の解析についてまとめたものであり，全体の構成は下記の 7 章より成り
立っている。
第 1 章では，イオン照射に伴う合金の表面組成変化について Cu-Ni 合金を例に取り上げて，その要
因が明らかにされてきた過程について概観し本研究の目的と位置づけを行っている。
第 3 章では， AES-ISS連続測定の開発とそれにあたっての装置の構成及び測定の諸特性と連続
測定法による一例を示し，表面偏析の研究手法としてその有用性を確認しているO
第 4 章では， AES標準試料である Au-Cu 合金を取り上げ，連続測定法による照射誘起表面偏析の
確認， AES による定量分析精度，表面組成の電、流密度効果について明らかにしている O
第 5 章では，イオン照射誘起オージェ電子とプラズモンロスの観測される Mg-Al 合金をAES-I
SS測定し，新たな評価信号としての役割について述べているO











(1) オージュ分析装置に差動排気型イオン銃を装着することによりイオン散乱分光法 (1 S S) による
表面分析を付加すると同時に これらの分析深さの異なる二つの分析法を連続的に行なう AES-I
SS連続測定法を開発している。
(2) (1)の分析法を用いてAES用の標準試料である Au-Cu 合金の観測を行い，その結果表面数層の平
均濃度はパルグ濃度と等しいが表面層は Au 濃度が増大していることを実証している O
(3) Mg-Al 合金はイオン照射によって表面はノてルクとほぼ等しい組成を示すにもかかわらずその下層




る Co-Ni 合金について，一連の 1 S S を中心とする分析から表面層の組成もバルク組成とほぼ等し
いことを確認し標準試料としての優れた特質をもっていることを結論している。
(5) イオン照射による合金の組成深さ分布の変化を推定するため，従来の衝突カスケードによるスパッ
タリングのシミュレーションに照射誘起表面偏析と照射誘起拡散を取り入れたコードを開発し，これ
を用いてイオン照射にともなう Cu-Ni 合金の組成分布の動的変化のシミュレーションに成功し定常
状態に到るまで、の初期変化について有用な知見を得ている O
以上のように，本論文は表面分析で広く用いられているイオン照射による合金表面における照射誘起
表面偏析効果について研究したもので応用物理学のみならず表面工学の分野に貢献するところが大きし '0
よって本論文は博士論文として価値あるものと認めるO
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